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Néazev veiejné zakazky:

Zatizeni pro pripravu folii pro TEM a vzorka pro SEM a EBSD s vyuZitim
iontového bombardu

Cast 1. Komplex p¥istroji pro p¥ipravu folii pro TEM a vzorka pro SEM
a EBSD s vyuZitim iontového bombardu

Odiavodnéni vymezeni technickych podminek podle § 156 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 137/2006 Sb.,

o0 verejnych zakéazkéach
Technickad podminka:

1.1. SEM-FIB mikroskop

SEM musi byt vybaven
Schottkyho katodou ... Musi
byt zarucena funkenost ...
SEM musi poskytovat
vysokou flexibilitu ... Musi
byt zajisteno ...

Zalozni zdroj napéjeni (UPS)
Musi byt umoznéno snimat

Musi byt umoznéno pracovat
s magnetickymi vzorky ...
SEM musi umoZnovat ... Pfi
analyze ... Optika SEM
musi umoznovat... Musi byt
umoznéno ... Zadny

z nabizenych detektora
nesmi byt zalévany dusikem.
MozZnost piechodu mezi
naklonem vzorku ...
Dodavku tvori kompletni
autonomni systém,
vyZadujici pouze pripojeni

k siti 230V/50Hz.

Soucésti dodavky musi byt
korelativni mikroskopie ...

Odivodnéni

Musi umoZziiovat ptipravu velmi malych vzorka iontovym svazkem z piesné
vybranych oblasti mikrostruktury. Nutné pro podrobnou lok&lni analyzu struktury
a vyzkum lokalnich mechanickych vlastnosti.

Zé&kladni parametry SEM-FIB systému jsou nezbytné z duvoda planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Soucasné jsou pozadované hodnoty stanoveny na zékladé zkuSenosti zadavatele
s cilem dosahnout vysoké efektivity, Gcelnosti, funkenosti a flexibility pfi praci
s predmétem plnéni.

Zadavatel poZaduje dodani z&lozniho zdroje pro zajisténi bezpe¢ného ukonceni
prace v piipadé vypadku elektrické energie a zamezeni ztraty dat ¢i piipadného
poSkozeni celého komplexu piistroja.

Parametry SEM-FIB systému jsou dany potiebou zadavatele dosahnout velké
presnosti materidlovych analyz a zaroven zachovat co nejvétSi univerzalnosti
zafizeni.

Kromé zobrazeni a analyzy kovovych materidli je proto poZadovana rovnéz
moznost bezproblémové prace s nekovovymi vzorky. Zaroven je tieba zarucit
spolehlivost systému a co nejmensi naroky na dalsi vybaveni laboratoie SEM-FIB
a nasledny pozarucni servis systému.

Zadny z nabizenych detektorti nesmi byt zalévan dusikem z diivodu v sougasné
dobg jiZ zastaralé technologie, vétSi moznosti poruch a vysSich nékladd na provoz
a udrzbu Zatizeni.

Zaroven zadavatel poZaduje dodani technickych plyni nezbytnych pro zahajeni
provozu zatizeni, aby mohl bez zbyte¢ného odkladu a dalSich finanénich ¢i jinych
vydajt zahdjit planovanou ¢innost na dodaném zatizeni.

Je nezbytné z davodu kompatibilniho ptipojeni ke zdroji el. energie v misté
budouciho uZivani piedmétu plnéni.

Korelativni mikroskopie je nezbytnd pro piresnou a efektivni orientaci
na rozsahlejSich nebo heterogennich vzorcich. Vzhledem k rozdilnému vzhledu
stejnych struktur ve svételném a elektronovém mikroskopu je jinak velmi tézké se




Minimalni parametry
elektronové soustavy:

Urychlovaci napéti (AV)...
SEM musi poskytovat ...
Rozliseni < 1 nm @30 kV

Rozliseni < 1,1 nm @15 kV

RozlisSeni<2nm @ 1 kV ...
V mddu vysokého vakua
musi byt ...

SEM musi poskytovat ...
ZvétSeni min.:

32 x —1 000 000 x

pro SE-detektor.
Automaticky fizend start-up
procedura elektronového
dela.

SEM musi obsahovat FIB

RozliSeni < 5 nm @ 30 kV

Typ UHV.
Zivotnost zdroje ...
Optika musi obsahovat ...

Stigmator skladajici se ..

Zmena velikosti apertury
musi byt motorizovana.

Fokus — hruby/jemny.
ZvétSeni pti zobrazenti ...
Software pro ovladani FIB ...

Ovladani FIB musi byt pIn¢
integrovane ...

GIS
Soucésti mikroskopu musi
byt ...

Ovladéani musi byt ...

Detekéni systém
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na vzorku pii velkych zvétSenich elektronové mikroskopie orientovat a je ¢asové
velmi narocné najit konkrétni oblast zdjmu.

Z&kladni parametry elektronového svazku jsou nezbytné z davoda planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry jsou dany potiebou zadavatele doséhnout velké piesnosti materidlovych
analyz a zaroven zachovat co nejvétsi univerzalnosti zatizeni.

PoZadované parametry jsou nezbytné pro piesné lokalni zobrazeni velmi jemnych
strukturnich soucasti modernich ultrajemnych multifaizovych oceli a dalSich
materialt na kompozitni bazi.

Zadavatel poZaduje automaticky tizeny start-up zduvodu zajisténi vysoké
Zivotnosti a ochrany zatizeni proti pietiZeni.

Z&kladni parametry iontového svazku jsou nezbytné z davodi planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry jsou dany potiebou zadavatele doséhnout velké piesnosti materidlovych
analyz a zaroven zachovat co nejvétsi univerzalnosti zatizeni.

PoZadované parametry jsou nezbytné pro piesné lokalni zobrazeni velmi jemnych
strukturnich soucésti a ptipravu velmi malych vzorkt pro zmapovani lokalnich
mechanickych vlastnosti modernich ultrajemnych multifazovych oceli a dalSich
materialt na kompozitni béazi.

Musi umozniovat préci pod ochrannou atmosférou, ktera je nutné napi. pro piipravu
lamel pro TEM.




SEM musi byt vybaven
minimalné dvéma detektory
sekundarnich elektroni: ...

STEM
SEM musi byt vybaven ...
Na tenkych féliich ...

Soucésti systému musi byt
minimalng jeden
nanomanipulator ...

BSE

SEM musi byt vybaven
minimalng ...

Pomoci BSE detektort...
BSE detektor komorovy
umistény v komore ...

BSE detektor musi byt
vicekanalovy, ... Schopnost
detektoru BSE v komore ...

Komora

Komora musi ...

V/nitini prostor ...
Konstrukce komory ...
Pracovni vzdalenost ...
Po osazeni vSech
poZadovanych detektoru ...
SEM musi byt vybaven ...
Systém musi standardné
umoZznovat ...

Cela komora veetné
prisluSenstvi musi byt ...

Motorizovany stolek

Rozmery ...
Minimalng pét os.
Musi umoznovat ...
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Pfitomnost dvou detektori souvisi se zamyslenym vyzkumem a vyvojem, tj. s
planovym vyuZitim v projektu. Déle je dana potiebou zadavatele dosédhnout velké
presnosti materidlovych analyz, s ohledem na topografii povrchu i na rozliSovaci
schopnost systému, a zaroven zachovat co nejvétSi univerzalnosti zatizeni.

Ptitomnost STEM detektoru a jeho vybaveni je nezbytné z duvoda planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry jsou dany potiebou zadavatele dosdhnout velké piesnosti materidlovych
analyz i na Grovni substruktury (napt. sledovani vad krystalové miize v souvislosti
s krystalografickou orientaci a chemickym sloZenim lokalnich oblasti vzorku).

Ptitomnost dvou BSE detektort souvisi se zamySlenym vyzkumem a vyvojem, tj. s
planovanym vyuZzitim v projektu. Déle je dana potiebou zadavatele doséhnout
velké presnosti materialovych analyz, s ohledem na raznou lokélni krystalovou
soustavu strukturnich soucésti, jejich chemickeé sloZeni a vazby mezi atomy.

Uvedené parametry BSE detektoru vychazi rovnéz z potieby zadavatele zachovat
co nejvetsi univerzalnosti zatizeni.

Z&kladni parametry komory mikroskopu jsou nezbytné z duavodia planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry komory jsou dany potiebou zadavatele dosahnout velké piesnosti
materialovych analyz a zaroven zachovat co nejefektivngjSi praci se vzorky a co
nejvetsi univerzalnost zafizeni. Pro moznost budouciho rozSiteni systému (napft.
WDS, CL, deformacni zatizeni, nanoindentor atd.) jsou poZadovany volné porty
v komore.

Zadavatel na z&klad¢ zkuSenosti poZaduje dodani antivibraéniho systému
nezbytného pro dosaZzeni pozadovanych parametrti zafizeni (napi. rozliSeni).
Zadavatel predpoklada, Ze bude nutno kompenzovat pohyby budovy, obsluhy
laboratote, vibraci od zatizeni provozovanych v okolnich laboratorich apod.

Z&kladni parametry motorizovaneho stolku jsou nezbytné z davoda planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry stolku jsou dany potiebou zadavatele dosahnout velké piesnosti




Stolek musi umoZziovat ...
Stolek musi byt ...
Rychlost skenovani musi
byt ...

Zatizeni musi byt ...

EBSD

Minimalni rozliseni ...
Automaticka korekce
naklonu vzorku ...
Musi snimat a
vyhodnocovat ...

Musi mit schopnost
indexace ...

EBSD detektor musi ...
Musi byt zajisténo ...
Software musi zahrnovat

Musi umoznit automatické
a...

Zadavatel pozaduje ...
Sesivani EBSD map ...
Zachovani vSech mozZnosti

Pii 70° ndklonu nesmi ...
MozZnost rychlého exportu
dat ...

EDS

Piezoelektricky chlazeny,
vakuoveé utésnény SSD
detektor ...

Dale musi umoznit
motorizované vysunovani a
zasunovani ...

Musi umoZnit nésledujici
analyzy: ...

Vysledkem kvantitativni
analyzy musi byt ...
Software musi zahrnovat

Dale musi umoznit ...
Soucasné musi umoznit ...
Musi umoznit rychly
export dat ...
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materialovych analyz a zaroven zachovat co nejefektivnéjsi praci se vzorky a co
nejvetsi univerzalnosti zatizeni.

Z&kladni parametry EBSD systéemu jsou nezbytné z diavodi planovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Parametry EBSD systému jsou dany potiebou zadavatele dosahnout velké piesnosti
materialovych analyz a zaroven zachovat co nejefektivngjsi praci se vzorky a daty a
Co nejvetsi univerzalnosti zatizeni.

EBSD umozni zadavateli sledovani deformacnich textur tvarenych vzorka, rychlou
identifikaci fazi na z&klad¢ jejich krystalovych miiZzek. Nutnd podminka pro studium
napt. rekrystaliza¢nich pochodu pfti tvafeni. Zobrazeni a zpracovani dat ziskanych
postupnym skenovanim odebiranych vrstev materialu pomoci FIB poskytuje
unikatni kvalitativni i kvantitativni informace o prostorovém rozlozZeni fazi, ¢éstic,
texture.

PoZadavek neviditelnosti distorze pti naklonu je nutnou podminkou pro EBSD
analyzy.

PoZadované parametry dale zajiStuji relativné snadné a rychlé hodnoceni
nameétenych dat a jejich export do standardné pouZivanych formata.

Z&kladni parametry EDS systému jsou nezbytné z davodi planovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Parametry EDS systému jsou dany potiebou zadavatele dosdhnout velké piesnosti
materialovych analyz a zaroven zachovat co nejefektivngjSi praci se vzorky a daty a
co nejvetsi univerzalnosti zatizeni.

EDS s uvedenymi parametry umozni presné stanoveni chemického sloZeni, pro co
nejvetsi pocet prvka. Dale bude moZné zobrazeni a zpracovani dat ziskanych
postupnym skenovanim odebiranych vrstev materidlu pomoci FIB, coZ poskytuje
prostorovy kvalitativni i kvantitativni obraz chemické heterogenity struktury. Bude
rovnéZz mozné urcovat chemicke sloZeni v jednotlivych bodech struktury (napft.
Céstice), ale také podél zvolenych linii (napt. zména chemického sloZeni na hranici
zrna) a v uzivatelem definované ploSe (napt. chemicka heterogenita struktury).

Parametry dale zajiSt'uji relativné snadné a rychlé hodnoceni namétenych dat a jejich
export do standardné pouZivanych formati.




PC - SEM, mikroanalyza

Soucésti sestavy musi byt
minimalng ...

Soucésti dodavky musi
byt celkem ...

Na vSech pogitacich musi
byt nainstalovan stejny
operacni systém a stejny
balik kancelarskych
programt

Na jedné z dodanych
pocitacovych stanic ...

K  softwaru pro ovladani a
vyhodnoceni SEM ...
Dodavatel zajisti ...
Software musi umoZnovat

Zadavatel pozaduje...
Zaroven musi umoznit ...
Vytvareni map prvki ...
Zadavatel pozaduje ... EDS
i EBSD musi umoziovat

VSechny dodavané
softwary musi byt ...
Potizené snimky a data
musi byt mozné uloZit ...

1.2. Vybaveni pro tahové
a tlakové zkousky malych
vzorki v SEM

Zadavatel poZaduje ...
Tahovou zkousku musi byt
mozneé provadeét ...

Systém musi byt schopen

Systém musi byt
kompatibilnis ...

Systém musi byt snadno
umistitelny do ...
Minimalni rozsah zatézné
sily ... Pokud je dany
rozsah pokryt vétSim
poctem silovych senzoru,
... Zadavatel poZaduje, aby
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Z&kladni parametry PC sestavy jsou nezbytné z divodu planovaného vyzkumu a
VyVoje, tj. zejména z planovaného vyuZiti v projektu.

Parametry PC sestavy jsou dany potiebou zadavatele dosahnout co nejvetsi
univerzalnosti zatizeni, velké presnosti materidlovych analyz a zéroven zachovani co

Vv s

nejefektivnéjsi prace s daty.

Parametry zajist'uji relativné snadné a rychlé hodnoceni nametenych dat a jejich
export do standardné pouzivanych formatu. Pro efektivngjsi vyuZziti mikroskopu i
zpracovani dat je pozadovana moznost hodnoceni dat na jiném pocitaci, nez ktery
slouzi k ovladani mikroskopu a jeho soucasti. Ze stejného davodu je vyZadovana
moZnost ovladat mikroskop pies vzdaleny pristup.

Dodany software v ceském anebo anglickém jazyce je vyZadovan z duvodu
jazykovych moznosti Zadavatele.

Z&kladni parametry deformacniho zatfizeni jsou nezbytné z duvodt planovaného
vyzkumu a vyvoje, tj. zejména z planovaného vyuZziti v projektu.

Parametry deformacniho zatizeni jsou dany potiebou zadavatele dosahnout velké
presnosti méfeni a z&roven zachovat co nejefektivnéjsi praci s daty a co nejvetsi
univerzélnosti zatizeni. Proto deformacni systém nesmi omezovat ostatni funkce
mikroskopu a musi se snadno z mikroskopu odstranovat.

Uvedené parametry jsou nezbytné pro charakterizaci mechanickych vlastnosti ve
velmi malych objemech materidlu. Toto je nutné pro efektivni vyvoj novych,
multifaizovych materidla a vyzkum vlivu tepelné-mechanického zpracovani na
strukturu a vlastnosti materialu.

Dostatecny rozsah zatézné sily, skenovani a prodlouZeni vzorka zajisti pro vzorky
vSech predpokladanych velikosti funkéni meteni pro vSechny typy materialt. Silové
senzory, které jsou v pfipad¢ jejich casté vymeény v dobé zaruky nezbytné pro
planovana meteni,, poZzaduje Zadavatel dodat v mnoZstvi odpovidajicim odbornému
odhadu jejich spotieby. Zadavatel se tak snaZzi vzhledem K jejich Zivotnosti
eliminovat mozna ¢asova a jina rizika, pti pInéni planovanych cila projektu....




Pokud pro provadeéni vyse
uvedenych testu ...

Zadavatel poZaduje...

Z toho rozsah skenovani
musi byt ...

Musi byt umoznéno ...
Dale musi byt umoznéno

Pro vechny druhy zkouSek

VeSkeré potrebné vybaveni
a material ...

Ridici software musi ...
Software musi ...

Tento software musi byt ...

Zadavatel poZzaduje, aby ...
Zadavatel dale poZaduje,
aby ...

Instalace systému a
Skoleni ...

Pokud je potieba provadet
jakékoliv Upravy zatizeni

V cené sestavy musi byt
dale zahrnuto:

Vybaveni nezbytné k
plnohodnotnému pouZiti ...
Déle zadavatel poZaduje
dodani ...

Déle zadavatel poZaduje ...
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Tahove, tlakové a ohybové zkousky velmi malych vzorkt umozni presné méfit
mechanické vlastnosti vzorkid jednotlivych strukturnich komponent i relativné
vétSich oblasti materialu, které jiz zachycuji i vzajemnou interakci jednotlivych
sloZek.

Ziskané hodnoty Ize srovnavat s testy nanopillari provadénych na jinych pitistrojich
a pracovistich.

V piipad¢, Ze deformacni zatizeni vyZaduje pro provedeni zkouSek vzorky se dvéma
volnymi konci, je nezbytné zajistit rovnéz transport téchto vzorki z mista vyroby do
Celisti zkuSebniho zatizeni. Vzorky jsou tak malé, Ze neni mozné teSit manipulaci
snimi jinak neZ pomoci specidlnich nanomanipulatord vhodné umisténych
s ohledem na polohu deforma¢niho zatizeni.

Podle raznych typu technického feSeni deformacniho zatizeni muze byt pro provoz
zatizeni nezbytny razny material a ¢asti vybaveni, které nelze obecné¢ specifikovat.
Zadavatel na zaklad¢ stavajicich zkuSenosti s obdobnym zatizenim poZaduje dodani
potiebného vybaveni a materialu pro min. 100 testd v ramci trvani zaru¢ni doby.

Pro efektivni a presné hodnoceni vSech typti zkouSek je nezbytny tidici software,
zaznamenavajici prabéh viech zkousek.

Nekteré  komeréné nabizené deformacni  systémy vyZaduji Upravu zafizeni
pti prechodu z jednoho typu testu na jiny. Toto feSeni je ptipustné pouze v piipadg,
Ze adaptace zafizeni na jednotlivé typy testu je snadno a rychle proveditelna
uZivatelem a k zatizeni je rovnéZ dodano veskeré nezbytné ptisluSenstvi a naradi,
které tyto Upravy umozni. Toto feSeni musi byt podrobné popsano v nabidce, aby
mohl zadavatel posoudit, zda bude takovyto deformacéni systém dostatecné
efektivni.

Zéaroven zadavatel poZaduje dodani veSkerého materialu nutného pro zahdjeni
provozu zatizeni, aby mohl bez zbytecného odkladu a dalSich finan¢nich ¢i jinych
vydajt zahdjit planovanou ¢innost na dodaném zatizeni.

Podminky uvedeni do provozu a zaSkoleni obsluhy zafizeni jsou nezbytnou
podminkou pro spravné pouZiti deformacniho zatizeni. Pro praktické vyuZiti
zatizeni je rovnéZz nezbytné zaSkolit obsluhu v ptipravé kvalitnich vzorku
pro mechanické zkousky.

Nezbytné pro zajisténi bezproblémové obsluhy a Udrzby dodaného zatizeni.
Zadavatel povaZzuje za b&Znou udrzbu takové cinnosti, které jsou napi. vyrobcem
uvedeny v dokumentaci a poZzadovany od obsluhy Zafizeni a nevyZaduji specialni
vybaveni ani Skoleni, kterym by Zadavatel nedisponoval.




N

Soucésti dodavky musi byt
rovnéz naprasovacka ...

Min. 1 ks tlumici box
umoZnujici ...

V piipadg, Ze pro provoz
zafizeni je potrebny
stlaceny vzduch, ...
Soucésti dodavky musi byt
vSechny technickeé plyny
nezbytné ...

Déle zadavatel poZaduje ...

Zaruka na veSkeré
dodavané zatizeni: 36
mésicu.

Zadavatel pro vylouceni

jakychkoliv pochybnosti
uvadi, ...

JUDr. Daniel Volopich
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Nezbytné ptisluSenstvi pro praci s nevodivymi vzorky, jejichz analyza je soucasti
planu vyuZiti predmétu dodavky.

Zadavatel poZaduje rovnéz dodani dalSich vétSich zatizeni a doplikd, kterd nejsou
soucasti vlastniho mikroskopu, nicmén¢ jsou naprosto nezbytné pro bézny provoz a
vyuZiti dodavaného SEM-FIB systému.

Zaroven zadavatel poZaduje dodani technickych plynt nezbytnych pro zahajeni
provozu zatizeni, aby mohl bez zbyte¢ného odkladu a dalSich finan¢nich ¢i jinych
vydajt zahdjit planovanou ¢innost na dodaném zatizeni.

S ohledem na specificky komplex zafizeni zadavatel poZaduje prodlouzeni
standardni z&ruky o 12 meésica (na celkem 36 mésict) z davodu stdvajicich
zkuSenosti zadavatele s obdobnymi ptedméty plnéni, kdy Zivotnost klicovych
komponent predmétu plnéni ne vZdy odpovidé o¢ekdvané Zivotnosti. Na zaklade této
skutecnosti se zadavatel rozhodl o navy3eni predpokladané hodnoty ptedmétu pInéni
0 650 000 K¢ bez DPH.

Zadavatel poZaduje standardni podminky uvedeni do provozu vcetné moZnosti
predinstalacniho ovéreni vhodnosti vybranych prostor k instalaci zatizeni.

Vzajemna kompatibilita dodaného komplexu zatizeni je nutnd z davodu bezpecného
provozu piedmétu dodavky s vyloucenim veSkerych rizik poSkozeni jednotlivych
zarizeni nebo celého komplexu zatizeni.
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